


















专利名称(译) 通过层压制造聚合物发光器件的方法

公开(公告)号 US6833283 公开(公告)日 2004-12-21

申请号 US10/196524 申请日 2002-07-16

[标]申请(专利权)人(译) 俄亥俄州立大学

申请(专利权)人(译) 俄亥俄州立大学

当前申请(专利权)人(译) 俄亥俄州立大学

[标]发明人 EPSTEIN ARTHUR J
WANG YUNZHANG
SUN RUNGUAN

发明人 EPSTEIN, ARTHUR J.
WANG, YUNZHANG
SUN, RUNGUAN

IPC分类号 H01L51/40 H01L51/56 H01L51/50 H01L51/05 H01L51/30 H01L51/00 H01L21/00

CPC分类号 H01L51/0024 H01L51/56 H01L51/5036 H01L51/0034 H01L51/0035 H01L51/0037 H01L51/0036

其他公开文献 US20030022409A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明包括通过层压制造聚合物发光器件的方法。本发明还包括制造电
致发光聚合物器件和电致发光聚合物系统的方法，以及使用本发明那些
方面的机器或仪器。
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